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Laserdirektbelichtung erfordert Nanopositionierung

Latente Photolackbilder zur Positionskontrolle

Bestimmung des 
Rotationszentrums

Reflektivitätsdifferenz in Abhängigkeit von der Schichtdicke

• Positionierungsfehler ζ(x,y) 
bei Belichtung von CGH 
� Phasenfehler:

• Schreibprozess über längeren Zeitraum: 
u.a. thermische Drifts, Umwelteinflüsse

�Nulllageerfassung: Definition des Koordinatenursprungs

�Eignung für Photolackprozesse

mR: Beugungsordnung
λ0: Design-Wellenlänge
p: lokale Gitterperiode),(
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Shipley S1800 G2
Cauchy-Koeff. unbelichtet belichtet

A 1,6018 1,5952
B 9,8963 · 10−3 µm2 8,4508 · 10−3 µm2

C 6,8636 · 10−4µm4 6,556 · 10−4 µm4

n 1,6453 1,6332
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Reproduzierbarkeit
Markerlokalisation:

< 1nm

• Trägerfrequenzverfahren zur Verbesserung des Signal-Rausch-
Verhältnisses

• Reproduzierbarkeit im System: ca. 7 nm rms
Schema Laboraufbau

Zentriermarke (AFM-
Messung nach Entwicklung) Signalauswertung
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